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9. �������	
�	��
�������������������� �  �������������!��"�#�!��   vacuum

chamber  ���"���  ��#�	����
���������$�  chamber     ���!%���&�#
�����������'�

4.53 � 10-2  �������$��(�	
� 4.34           )*��"�+����"��	
��������,���#��/	�6����,����

"
�7������
������    �������$�����������&�8�"�+�!��	����  diffusion  pump  ���	����

"
�7��        )*��8���(�$��������	���&�

������ 4.34
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����� 5

���	
����
��������������������
"
�7�����/�"�����	
���#��&�#8�!!����#������	
�"�+�  Vacuum  chamber, ��� Cathode,

�'�8���!�����&;;<��������
��
'�!��	�����   "�7�����&����!��!���'�!�=6	
�8��#��8��)7����

&�#�!�  �/>��'??�!�@ , "!8���
������ , Chiller  ��7� A������"�B�������������
����#��,

���6������ "�7��������!��"�+�����!B8�&�#"�+�����"
�7�������/�"�����               �������

$��(�	
� 5.1

$��	�
�8���'������"�
������������� �  �������"
�7��      D��"EF�������"�
��

�������
��
'�!��	�������������/>��'??�!�@   )*��"!
����#��!��!��"�G� - �G����6�     

"F7���/>���!�@��!8�!  Vacuum  chamber

������  5.1  ����"
�7�������/�"�����
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������
������� �   ����
����	����������������

5.1  ����
�!""���# (Chamber) �	
$%���&�
 (Cathode)

D��������'??�!�@�������"
�7��             8�$�#�������"
�7����������#����H
!��

��/�"��������������'??�!�@��#��8�!"��B!!�#�&�#����         D���
I�"�G�"F7������������"�#�-

��!��(�	���#����#����       ������'??�!�@���������'??�!�@�
��#������������� �

!�� &�#�������"�7������!���'�!�=6���� �  "��� ����6���!8���
������ "�+��#�  D��$��(�	
� 5.2

������!J=�������'??�!�@	
�$�#$�����"
�7��

������ 5.2  ������'??�!�@
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$��������
�D	�	
�$�#!������"
�7��8���!���$�#"�+���� Unbalance Magnetron

Cathode )*��8��
 2 ���
�D	�  D�������
�D	�8��
����"�#�,��@(��6!������� 5 ���� A(!�������

"�#�!��������'??�!�@	
��#���#��	�������#�����������'??�!�@ ���������
�D	��
	��

����&��,���"�#�-��!"F7��$�#����"�B����
�D	����"�<����"
�7��   D���
"	;���$�#!����������


�D	����,���D������������'??�!�@"F7����!����&;;<���!8�!!��      D��$��(�	
� 5.3

������!J=����
�D	�	
�$�#$�����"
�7��

������ 5.3   
�D	�

5.2 �
����'*�!""���#

�����/>��'??�!�@8�$�#$�!����#��������'??�!�@$�������'??�!�@ D��

�����/>�	
�$�#	
����!���#�� Rotary Pump ��� Diffusion Pump 	
����"�#�!��������'??�!�@

�#��	������
���6�
��
'�!���G�-"�G� D���
�����"�
������
�
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1. Rotary Pump

������ 5.4  Rotary Pump

"�+��/>�	
���@�����!!��	�����"���!� $�#$�!���/>���!�@��!8�!������'??�!�@

D������A��
������$�������'??�!�@ 8�!
�����������!�@8�A*�
�����������=

10-2 mbar ������$�#"�+��/>�����$�#!��  Ddiffusion Pump

 2. Diffusion Pump

������ 5.5  Diffusion Pump
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"�+��/>�	
���@�����!!���F�����&�������� $�#$�!���(���!�@��!8�!�����

�'??�!�@ �����A��
������8�!
������&�#$����� 10-2 -10-6 mbar  8������A	�����&�#	
�


�������

���#��!��� 10-2 mbar "�+��#�&�

5.3  ��	+��	
�,���������

 	����#�	
�"�G�-�G�"F7��
��
'�!��&������!N�D��8�"�7�������������������'??�!�@

!���/>���7���������/>��#��!�� ���!���#�����6����������
7�

(1) Backing Valve ��(�������� Rotary Pump !�� Diffusion Pump 	����#�"�G�-�G�

!��&������!N�������� Rotary Pump !�� Diffusion Pump D��$��(�	
� 5.6 ���� Backing

Valve 	
�$�#!��"
�7���"
�7��

(2)  Roughing Valve ��(�������� Rotary Pump !��������'??�!�@ 	����#�"�G�-�G�

!��&������!N�������� Rotary Pump !��������'??�!�@ D��$��(�	
� 5.6 ����Roughing

Valve 	
�$�#!��"
�7���"
�7��

(3)  High Vacuum Valve ��(��������������'??�!�@!�� Diffusion Pump 	����#�

"�G�-�G� !��&������!N�������� ������'??�!�@  !�� Diffusion Pump  D��$��(�	
� 5.7

����  High  Vacuum  Valve  	
�$�#!��"
�7���"
�7��

������  5.6  Roughing ��� Backing Valve ������ 5.7  High Vacuum Valve

(4) Vent Valve 	����#�	
��������!�@8�!�����!"�#������/>�"F7��	��$�#�

������

"	��!��
�����������!�@ "F7��	��$�#�����A"�G�������'??�!�@��7�$�#"F���
������$�

Backing line $�����"
�7��8����������� Vent Valve 2 ����   
7����!��������'??�!�@���

���!�� Backing Valve �������$��(�	
� 5.8
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������ 5.8  Vent Valve

5.4 �
������!*��'*�!""���#

$�#$�!��
��
'�!��	�������������/>��'??�!�@  D��8��������	
��(#
��
'�  �������

$��(�	
� 5.9  )*��8����!���#�� 2 �������! �  
7�

 1.    �,����������!��	�������������/>��'??�!�@

 2.   �'W�
��
'�!��	�������������/>��'??�!�@

 D���
�����"�
������
�

������ 5.9  ����
��
'������/>��'??�!�@



138

5.4.1 �-���
�����
����/��������
����'*�!""���#

$�#���������!��	�������������/>��'??�!�@     	���$���������/>�������6����� �

��������/>� $��(�	
� 5.10 ���������"�
��$��������� � ����,�����,�	
��	��������� �

��������/>��'??�!�@ D��!�����������!��	���������������� � �����/>�8�$�#�
���

����&;�	������!��	����� D���
�����"�
������
�

������ 5.10   ���������"�
��$��������� �  ����,�����,�	
��	������!��	��������

                       �������� �  ��������/>��'??�!�@

D��	
�            ��??�=&;�
���     : �	��������'�!��	�����

                ��??�=&;�
"��7�� : �	������!��	�����

��!8�!�
� $�������*������,�����,�	
����&��&�#"�7������"�#�!�������/>� (Under 

Construction) 8�"�+�����	
�"��
���������"F7��&�#$�#���!�������7����������/>� "��� �(	�/>�       

	
���88��
!�����"���"�#�!�������/>����&�$����
�
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5.4.2   �!:*����!*����/��������
����'*�!""���#

$�#
��
'�!��	���������������� � $������/>��'??�!�@            D��$��(�	
� 5.11 

!��
��
'��������� �  ��������/>�8��	��#������"������ �

������ 5.11   ���������"�
������ �  ����'W�
��
'�
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5.5  �
���%
���*
%�

�������
������	
�$�#$�!�����
������$�����������'??�!�@        ���$�����

�/>��'??�!�@   ���!���#���������� �  ����
�

5.5.1 Convectron  Gauge

$�#���
��
������$�����
�����������!�@8�A*�����
�����������=  10-3 mbar

 D���
!������������"!8  ���!����	
����"�=�#���������������'??�!�@"F7�����
������$�

������'??�!�@�������������"�=  Backing  Valve  "F7�����
������$�  Backing  line

������ 5.12   Convectron Gauge

5.5.2. Cold Cathode Gauge

$�#���
��
������$������ High Vacuum 	
�����
������10-2 mbar 8�A*�����


�����������=  10-6  mbar              D���
!���������"!8���!����	
����"�=�#��������������

�'??�!�@      "F7�����
������$�������'??�!�@$����� High Vacuum

������ 5.13  Cold Cathode Gauge



141

5.5.3  Multi-Gauge  Controller

$�#$�!������
��
������	
�&�#8�!"!8���
������	������ Convectron Gauge ���

Cold Cathode Gauge  D���������$���������(#
��
'�  ���$��(�	
� 5.14

������ 5.14   Multi-Gauge  Controller

���	
����
��� Multi-Gauge  Controller

$������#����#����"
�7��� Multi-Gauge Controller 8����!���#�����������#�8�

����,�����'W����� � 	
�$�#$�!��
��
'�!��	�����  D���
"F
������)6 "�G�-�G�"
�7���"	������	
�

��(�	���#���������"
�7��� D��$��(�	
� 5.15 ���������"�
���#����#�������"
�7��� Multi-

Gauge Controller

������ 5.15  �����"�
���#����#�������"
�7��� Multi-Gauge Controller
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$������������'W�
��
'�!��	�������� Multi-Gauge  Controller $�
(��7��
�8��H����

�����"�
��"EF���'W�	
�$�#�����������
��
������	
�&�#8�!"!8���	��������� D���
�����"�
��

����
�

�'W� $�#!�"F7��"��
��������������"!8���	
�$�#����
��
������

�'W� $�#!�"F7��	��$�#Cold Cathode Gate "����	�����

�'W� $�#!�"F7��"��
�����������
��
������	
�����&�#

$����������"�
�����8�����,�8�����$��(�	
� 5.16 D��
��
������	
�����&�#8�

������(�$��(����"����7�$��(���� Bar graph D���
��������
������!��!��&�#�#�� )*�������A

!�����$�#��(�$��(���� mbar ,Torr ��7� Pascal  &�#D������"��	
������#�����������!J� TC

8�"�+�����"�����"!8���	
�!�����	�������(� D��

������ 5.16  �����"�
������������������#�8�����,����  Multi-Gauge  Controller

 

$������������"��	
�!��!��$�#��!J� TC 8�����A*������������"!8	
�$�#���
��
������

D���
�����"�
������
�

       Convectron Gauge  	
��������!�� Backing Valve   �	��#������"��  TC1

       Convectron Gauge 	
��������!��������'??�!�@  �	��#������"��  TC2

       Cold Cathode Gauge 	
��������!��������'??�!�@ �	�	
��#������"�� TC2 D���


"
�7���"
�7������� CC(Cold Cathode) ���!%	����#�8��#��
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5.6 �
���<����=�

          "�+�����	
�$�#$�!��
��
'�!��&������!N�8�!�����8����!N�&�"�#��(������

�'??�!�@  "F7��	
�8�����!N�&�$�#$�!�����!����/�"��������&�     ���!���#���������� �

	
����
�?����
�

 (1) ��=� D��$�#�!N����8'$�A��	
��

�������'	H�]����!N��(� D���!N�$�#$�!�����!��

"
�7�������/��"����� ����"�+� 2 ���"�	
7� �!N�"E7��� "���        �!N����6!��8�$�#"�+��!N�

��/�"���6����!N��
��
	
F  "����!N���!)�"8� $�#$�!�����!��"
�7��������!����!&)�6

"�+��#�

 (2)  Mass Flow Controller(MFC) 	����#�	
�"�+����
��
'������=����!N�	
������"�#�

�(�������'??�!�@$�#�
�����!��&������!N�	
�
�	
�  $��������� cubic centimeter per

minute at STP  (sccm ) D����� Mass Flow Controller 	
�$�#$�����"
�7��8����������(��#����

���������'??�!�@�������$��(�	
� 5.17

           ������ 5.17   Mass Flow Controller

(3) MKS  Type  247  Four-Channel Readout  "�+����
��
'�!��	��������  MFC

)*�������A�������!�����
�������!��&������!N�	
�&��,������ MFC &�#  D����� MKS Type

247  Four-Channel Readout 8�A(!�������$�����(#
��
'��������$��(�	
� 5.18
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������ 2.18 MKS Type 247  Four-Channel Readout

5.7  �
������!*���>���?@@<�

���!���#���'�!�=6 Breaker    	
�$�#"�+����
��
'�!��8���&;;<�$�#�!��'�!�=6���� �    

	
���(��(#
��
'� �
�����"�
������
�

(1)   Main Breaker "�+� Breaker ������!	
�$�#$�!��"�G�-�G�&;;<�	
�8���"�#��(��'�!�=6�����

$��(#
��
'� D�����������(��#����������(#
��
'�

(2)  Control  Breaker 	����#�	
�"�G�-�G�&;;<�	
�8���$�#�!�����
��
'������/>��'??�!�@

D��������� ��(�	���#����#�����(#
��
'�

(3)   Emergency  Switch "�+��'W����&;;<�E'!"E�����������(��#����#��(#
��
'� D��"�7���
!��

!��'W� Emergency  Switch  	��$�# Main Breaker   8�A(!����������&���
&;;<�&��"�#��(��(#


��
'�$�����!���!"��!!��	�������� Emergency Switch  �����A	��&�#D���*�

Emergency Switch �*�� ��#��! Main Breaker �*��	��$�#!����&;;<�&��"�#��(��(#
��
'�&�#

D��$��(�	
� 5.19  ��������������� Main Breaker , Control  Breaker ���. 

Emergency  Switch 	
����������(�!���(#
��
'�
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������ 5.19   ��������������� Main Breaker , Control  Breaker  ��� Emergency  Switch

5.8 �
�����*����

	����#�	
�
��
'�
�����������	
�8���8�!�����/>���"�#��(��(#
��
'�"F7��	
�8�$�#
���

��������$�!��"�G�-�G�������6�$������/>� )*��$�!��
��
'�!��"�G�-�G�������6�8�$�#

����
��
'��/>��'??�!�@  ( On Control Breaker ) 	
���(��#����#��(#
��
'�"�+����
��
'� 

D��$��(�	
� 5.20  �������������������!
��
'�!��	�����!��"�G�-�G�������6�	
�$�#!��

����"
�7��
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������ 5.20  ���������������!
��
'�!��	�����!��"�G�-�G�������6�

5.9   �
���A/�$	����E� (Cooling water)

       $�#$�!�������
����#��	
�"!��8�!!��	�������� Diffusion Pump ���$�#����"�B�

���"�=��!Diffusion Pump "F7���<��!��&��$�#&����������� Diffusion Pump �
!��&���#��!���

&���� ������'??�!�@ D��$��(�	
�  5.21  ����������������"�B�	
�$�#!������"
�7�� 

�����������  1000  ����  ���	��
���"�B�&�#A*�  5o C

��������	
��
����
��	�

����-����	���
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������ 5.21    ������������"�B�
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����� 6

�%A��������/��������������

6.1  ��I������,������
�!""���#J�����
�!""���#

������ 1 �����L
�
������!*�	
���>����N��
����*�,�����
������!*

            *��%A����
%���A

(1)  �������8�!�/>���"�#��(��������"���!����(#
��
'�     "F7��$�#����
��
'�

�/>��'??�!�@��(�$������F�#��	�����

(2)  "�G�����)6"��!"!��6���! (On Main Breaker)       	
���(��#�������(#
��
'�"F7��8���

&;;<�"�#��(��(#
��
'�

(3) "�G�����)68���&;��� Multi-Gauge Controller 	
���(��#��������� Multi-Gauge

Controller

(4)  "�G�����)6"��!"!��6����
��
'��/>��'??�!�@  (On Control Breaker)  	
���(��#��

��#��(#
��
'�   D���,�����!��	�������������/>��'??�!�@8�	�����"�+�&�����(�	
� 6.1

D��"�+������"�����#�����,�����!��	�������������/>��'??�!�@ ���6�����/>�	'!���8�

��(�$��A����G�	'!����!"�#�  Vent  Valve  Backing  )*��8�"�G���(�

������  6.1  �����"�����#�����,�����!��	�������������/>��'??�!�@
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������ 2  �����,������
�!""���#����	��  (10 –2 mbar)  *��%A����
%���A

              (1)  !��'W� On ��� R.Pump  "F7��$�# Rotary Pump 	����� �,�����!��	��������

�����/>�8�"�+�&�����(�	
� 6.2  )*��8�"�+�!��	�� Backing �������  D�� Backing valve

8�"�G� �������6�����7�� � 8��G���� 	��$�# Rotary Pump 8��(���!�@��!8�! Diffusion

Pump D��,��� Backing Valve  ���&����!������(�	
� 6.3

������ 6.2  �,�����!��	�������������/>�"�7��  Rotary Pump "����	�����

������ 6.3  &����!��!��	�������������/>�"�7��  Rotary Pump "����	�����
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(2) "����!�����!��  Roughing  D��!��'W� Roughing �,�����!��	������������

�/>�8�"�+�&�   ����(�	
� 6.4   )*��	��$�# Roughing Valve "�G� ��� Backing Valve �G�   	��$�#

Rotary Pump �����A�(���!�@��!8�!����
�!""���#  D��,���  Roughing  Valve  

)*��"�+�&����&����!������(�	
� 6.5

������ 6.4  �,�����!��	�������������/>� "�7��	�� Roughing

������ 6.5  &����!��!��	�������������/>� "�7��	�� Roughing
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(3)  ���
��
������	
�"!���*�����$�������'??�!�@ D��!��!��'W�        	
��#����#�

������ Multi-Gauge Controller "F7��"��
��������������"!8	
�$�#���
��
������ 8�����"��

����"!8���"��
���"�+� TC2 (D��	
���#�8� Multi-GaugeController &�����!%"
�7������� CC)

)*��"�+������������ Convectron Gauge 	
����!��������'??�!�@   ������#�8���� Multi-

Gauge Controller 8�����
��
������	
����&�#8�!��� Convectron Gauge ���!����    )*������

$��(�	
� 6.6

������ 6.6   
��
������	
����&�#8�! Convectron Gauge 	
��������!��������'??�!�@

(4)   ����
��
������	
�"!���*�����$�������'??�!�@   8�
��
�������

������!��� 

10-2 mbar

CHAN
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������ 3  �����,������
�!""���#��� (10 –6 mbar) *��%A����
%���A

(1)  	��!�����!�� Backing D��!��!��'W� Backing  �,�����!��	������������

�/>�8�"�+�&�����(�	
�  6.7   D�� Roughing Valve �G���� Backing Valve "�G�  	��$�# Rotary 

Pump 8��(���!�@��!8�!  Diffusion Pump D��,��� Backing Valve            )*��"�+�&����

&����!������(�	
�  6.8

������ 6.7    �,�����!��	�������������/>�"�7��	�� Backing

������ 6.8    &����!��!��	�������������/>�"�7��	�� Backing
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(2)  ���
���������$� Diffusion Pump D��$�# Convectron Gauge 	
����!�� Backing

Valve D��!��!��'W�              	
��#����#���� Multi-Gauge Controller    "F7��"��
�����������

���"!8	
�$�#���
��
������ 8�����"������"!8���"��
���"�+� TC1 )*��"�+������������

Convectron Gauge 	
����!�� Backing Valve ������#�8���� Multi-Gauge Controller       

8�����
��
������	
����&�#   8�!��� Convectron Gauge ���!����   �������$��(�	
� 6.9

������ 6.9  
��
������	
����&�#8�! Convectron  Gauge 	
�����������"�=  Backing Valve

(3)   ����
��
������	
�"!���*�����$�������'??�!�@    8�
��
�������

������!���

10-2 mbar

(4)    	��!���#��������$� Diffusion Pump  D��!��!��'W� On  ��� D.Pump �,�����

!��	�������������/>�8�"�+�&�����(�	
�  6.10    $�#"���$�!���#�������������=  20 ��	


������ 6.10  �,�����!��	�������������/>��=��#��������

(5) "�G�������������"�B� "F7��$�#����"�B�&��"�
�����"�=,����� Diffusion Pump

(6)  "�7���#��������8�
�� 20 ��	
��#�   !��'W�                	
��#����#����   Multi-Gauge

Controller     8�����"�����"!8���"��
���"�+����� TC 2 "F7�����8���
��
������$������

�'??�!�@�������

������!��� 10-2 mbar ��7�&�� A#��

������!��� 10-2 mbar $�#�#��&�	��!�����

!��$��#� 7 ���&� A#��

����!!��� 10-2 mbar $�#!���&�	��!�����!�� Roughing $��� D��!�

�'W� Roughing     ����
��
������$�������'??�!�@ 8��

������!��� 10-2 mbar       8�!����

!��'W� Backing  "F7��	��  !�����!�� Backing $���  ����
��
������8�! Multi-Gauge

Controller 	
����� TC 1 ���  Convectron  Gauge 8�
�������

������!��� 10-2 mbar

CHAN

CHAN
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(7)   ��#��������'??�!�@$�������'??�!�@ D��!��!��'W� On ��� H.V. Valve  

�,�����!��	�������������/>�8�"�+�&�����(�	
�  6.11   High Vacuum Valve 8�A(!�!�*�� 

	��$�# Diffusion Pump �����A�(���!�@��!8�! ������'??�!�@ ���A(!�/>����&����

Rotary Pump 8���!�(������!�@�����! ���&����!��$��(�	
� 6.12

������ 6.11  �,�����!��	�������������/>��=���#��������'??�!�@$�������'??�!�@

������ 6.12  &����!��!��	�������������/>��=���#��������'??�!�@ $�������'??�!�@
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(8)  	��!����

��
���������$�������'??�!�@ D��$�# Cold cathode Gauge

(CC) 	
����!��            ������'??�!�@ D��!��!��'W�	
��#����#���� Multi-Gauge Controller

8�����"���������
������&���(�	
����� TC 2 ��� Cold cathode Gauge  )*�������(�$��A���

�G� (OFF) �������$��(�	
� 6.13

������ 6.13  ��#�8�����������
��������� Cold cathode Gauge 	
���(�$��A����G� (OFF)

(9)  !��'W�           	
��#����#���� Multi-Gauge Controller "F7��$�# Cold cathode 

Gauge 	�����      D����#�8���� Multi-Gauge Controller ������?��!J=6  _ _ _  (Hypens)

�����= 30   ����	
 �������$��(�	
� 6.14

������  6.14  ��#�8�����������
��������� Cold cathode Gate ����8�!!��'W� EMIS

(10) "�7��Cold cathode Gauge 	�����8�����
��
������	
����&�#�������$��(�	
� 6.15

CHAN

EMS
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������ 6.15 
��
������	
����&�#����8�!	
�  Cold cathode Gauge  	�������#�

(11)   
��
������$�������'??�!�@ 8�����&�"�7��� �  8�A*�
��
������	
��#��!��

	
�8�	��!��"
�7����7�"�
�!��� Base Pressure

������ 4  �%A���������	���@L	+*��� *��%A����
%���A

(1) �������"�<����"
�7��	
�8�$�#"
�7��;G�6� "��� "�<���(��"�
��"�#�!�����
�D	����

������'??�!�@

(2) ����������	
�8�"
�7��;G�6� "��� �,��!��8! "�#�&����$�������'??�!�@  

D���������8�!"�<����"
�7��"�+����������=  11  ")���"���

(3) ��#��������'??�!�@$�������'??�!�@����������$�����#� 3.2 ��� 3.3  

8�
������$�������'??�!�@�

�������= 1 x 10-5 mbar )*��8�$�#"�+�
��
������ Base

pressure (Bp) �������!���	
�8�	��!��"
�7��;G�6�

(4) 	��!�������!N�)���6!��8�!A��!N�)"�#��(�������'??�!�@  D��,������ mass

flow controller 	
�$�#"�+����
��
'������!��&�����!N�) D��$�#��� MKS Type 247  Four-

Channel Readout $�!��
��
'�!��	����������� mass flow controller )*���
�����"�
������
�

4.1  ���8"�B
��������������	)6 Power ������	)6 Flow control  ���,�
��
'�  MKS

       Type  247 $�#��(�$��������� OFF �������$��(�	
� 6.16
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������ 6.16    �����"�
������,�
��
'���� MKS Type 247  Four-Channel Readout

       4. 2  �!����)6 Power ������ MKS Type 247  Four-Channel Readout &������������

         ON "F7�� 8���&;$�#�!����"
�7���

4.3 ��'��'W� Channel selector &������������"�� 1 )*��"�7������!�� mass flow

controller 	
� 
��
'�!��&������!N����6!��

4.4  �!���	)6 Read/Set Point �����������"�� 1 �*�� "F7������
�������!��&����� 

!N�)���6!��D���
�����"�+� sccm ��7� standard cubic centimeter per minute

4.5 �=��!���	)6 Read/Set Point ����"�� 1 �*��
#��&�# $�#&�
����'�$����� Set 

Point Control �����������"�� 1  "F7������
�������!��&�����!N�)���6!�����

	
��#��!�������!���	)6 Read/Set Point ��

4.6 �!���	)6 Flow Control ����"�� 1 &������������ ON "F7��$�# mass flow

controller "����	������������$��(�	
� 3.5 D��&; LED ���������	)6 Flow Control

����"�� 1 8�������	
���#�8� Digital Panel Meter ����
�������!��&�����

!N�)���6!��
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������ 6.17  �,�
��
'���� MKS Type 247  Four-Channel Readout �=�$�#���

(5) "����!�����!��"
�7��;G�6�         D��!��"�G�"
�7��������8���&;;<�$�#�!�����
�D	�

D���<��@�!�6&;;<���$�#�!�����
�D	�  ����@�!�6&;;<�8�!��	���"!��!�����!��D!��6������68

�*��$������!�@���!N�)���6!��

(6) "�G���������"�B�$�#&��"�
��"F7�������
����#���!�"�<�
�D	�

(7) 	��!��"
�7��;G�6� 
	����	�����	���
(8) �����	�����������������	����� �!����  ���#��$��$	%&!!'	  ����������	��$ �%��

����	*�� #�����#�+� 	��� � ���� 	�	,�./	&�0�1	2���
33	�	, #�/��4���	2����	�  ��	

������ 5 �%A��������L
������� *��%A����
%���A

 (1)  !��'W� Off ��� H.V. Valve  "F7���G� High Vacuum Valve ��

 (2)  !��'W� Off ��� D. Pump "F7����'�!���#�������$� Diffusion Pump

 (3)  !��'W�            	
��#����#���� Multi-Gauge Controller "F7��$�# Cold cathode Gauge

��'�	�����

       (4)  ��"��������= 25 ��	
 "F7��$�#�������"�B���� $������������  Rotary Pump �������

��������"�B�����#��	���������

(5)   "�7��
�� 25 ��	
��#� !��'W� Off ��� R.Pump  	��$�# Rotary Pump ��'�	�����

 (6)   Vent Valve  	��  Backing  Valve  8�	�����D�����D�����     "F7��"F���
������$�

 Backing line

 (7)  �G�����)6"��!"!��6����
��
'��/>��'??�!�@  (Off Control Breaker)

 (8)  �G�����)6"��!"!��6���!   (Off Main Breaker)

 (9)  ��'��������8�!�/>���	
�"�#��(��(#
��
'�

EMS
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6.2 ����
	����	���@L	+*���&	$


$�!��	����"
�7��;G�6��#��"
�7�����/�"�����	
�&�#��#���*�� !���!��	����"
�7��

;G�6� &�#	��!���/>�
������$�����8��

�� �����= 1 x 10-5 mbar "F7��	��
������������

�'??�!�@!���	��!��"
�7�� D��$��(�	
� 6.18  ��������
��
'��=�	��!����#��
������

!���"
�7��

������ 6.18  ������������(#
��
'��=�	��!����#��
������!���"
�7��

����$�!��	����"
�7��;G�6�&�#	��!��	����"
�7�����(��"�
�����	����� ���,��

!��8!	
�
������!�)���6!�������=  3 x 10-3  ��������6  "F7��	���������	H���F�������

"
�7��  D��$��(�	
� 6.19  ����������'??�!�@�=�	��!��"
�7��;G�6�  �����(�	
� 6.20

������������$�������'??�!�@$��=�	��!��"
�7��;G�6�
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������  6.19 ����������'??�!�@�=�	��!��"
�7��;G�6�

������ 6.20   !��	����"
�7����(��"�
��
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                                                 ������ 6.21  !��	����"
�7��	�����

������ 6.22  ������F�����	
�"!���*��	
���#�"�<����"
�7��
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������ 6.23  ��������;G�6���(��"�
��

������ 6.24  ��������;G�6�	�����

,�!��	����"
�7��;G�6�"�+�	
����F�$8  )*��$�!�����!��"
�7�������A"!��!��D!�6�

	
�
��
���������!N�)�

�����������= 10-3 mbar  D���
������&;;<�������68"F
�� 300 D���6

����A*������	H���F	
��
������
�D	�	
�"�+������!�

���
�D	�	
�&�#��#���*��      $�����!��

"
�7�����;G�6������A"!��!��"
�7�����;G�6�����!��8!&�# D���
���;G�6�	
�&�#�
�
"��7��!��

���"�<����"
�7������
!���*�"!��	
��
   	��$�#"�7��&�#��������'??�!�@	
���!���&�#�����A

$�#$�!��"
�7��;G�6�$�"����'����!���&�#

�������� 6.1

"�<� Basr  Pressure

(10-5mbar)

Pcoat

(10-3mbar)

V

(V)

I

(mA)

t

(min)

�
���


�D	�D!��6

��(��"�
�� 1.0 3.0 325 400 10 �
��������

	����� 1.0 3.0 353 400 10 �
"�
��
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